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○ 후연소공정(post-combustion)은 기술적으로 식각공정에서 배출되는 PFCs

를 저감할 수 있는 다른 대안이 되고 있음

- 연간 20 0 ㎏의 C2 F 6를 제거하는 후연소설비 기준으로 추가 투자비는

약 7 0 ,0 0 0 달러임

에너지 사용료는 연간 30 ,0 0 0 달러, 연소 후 생성되는 불산 처리비용

은 연간 3 3 ,0 0 0 달러로서 전체적으로 연간 약 6 3 ,00 0 달러의 운영비

용이 소요된다고 함

후연소설비를 가동할 때 이산화탄소가 연간 약 30 톤 정도 배출되지만

PF Cs를 처리함으로써 얻게되는 온실가스 감축량은 이산화탄소 기준으

로 연간 1 ,30 0여 톤 이상임

- 반도체 산업에서 PFCs 저감기술을 효율적으로 적용하기 위해서는 설비와

공정, 생산라인의 공간, 생산 기술 등 여러 요인을 복합적으로 검토해야 함

생산공장별로 특성이 다르므로 아직까지 모든 반도체 공정에 일률적으로

적용할 수 있는 저감 방안은 제시되지 않고 있으므로 공장의 특성과 저

감 목표량을 고려해 두, 세 가지 방안을 혼합 적용하는 것이 바람직함

○ EU는, 대기 중의 P FCs 농도를 보다 낮추기 위해서 배출원이 정확

히 규정되지 않고 있는 기타 배출원에 대한 관리도 강화할 계획임

- PF Cs는 전자제품 용제, 거품 생성제, 냉매뿐만 아니라 다른 분야에서도

이용도가 높아지고 있음

인공혈액이나 레이다 등 군사용으로 , 혹은 화장품 산업으로 용도가 확

대되고 있기 때문에 기타 분야에서의 배출 기여도를 무시할 수 없음

환경 대기 중에서 연간 1 ,0 0 0∼2 ,00 0 톤씩 축적되고 있는 것으로 조

사된4 ) PF Cs의 일종인 C4 F 8는 아직 배출원도 파악되지 않고 있음

EU권역에서만 연간 약 50 0 톤씩 배출되는 것으로 추정되고 있는 기타

부문의 배출원을 국가별로 정확히 규정하고 저감방안을 마련할 예정임
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